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赤外線サーモグラフィによる温度計測システム
表面の熱放射パターンを捉えて放射率をその場補正する

適用分野：
●電子デバイス・モジュール
　発熱モニター
●各種ものづくり現場での
　非接触温度モニター

目的と効果
近年、赤外線サーモグラフィ（赤外線熱画像
装置）の普及に伴い、これを非接触の温度計測
装置として用いるケースが増えています。しか
し、熱放射を捉えて表面温度を測定する場合、
対象表面の放射率により熱放射光の強さは変わ
るため、放射率がわからないと正しい温度を求
めることができません。例えば、電子回路を観
測した場合、同じ温度でも金属配線部分は見か
け上温度が低く、基板部分は温度が高く見えて
しまいます。この発明では、放射率の違いによ
る見かけの温度分布パターンを積極的に利用す
ることにより、対象表面の放射率に依存しない
で（その場補正して）正しく表面温度を測定す
ることが可能となりました。

技術の概要
この発明では、図 1に示すように、補助赤外
光源を用い、測定する対象からの熱放射光に補
助赤外光源の反射光を重ね合わせてサーモグラ
フィで捉えます。補助光源としては面状の熱源
や赤外光を照射した拡散反射面を用います。補
助光源が無い時、または、暗い時には、サーモ
グラフィで測定される放射率の低い金属面の見
かけの温度は低くなります（図 2（a））。補助
光源を明るくしていくと金属面は明るさを増し

見かけの温度が高く上昇します。一方、放射率
が高くもともと見かけの温度が高い部分は光源
を明るくしても少ししか見かけの温度は上昇し
ません。補助光源がある明るさで、両者の見か
けの温度が等しくなり、赤外線サーモグラフィ
で捉えた画像のパターンが消失し、一様になり
ます（図 2（b））。この時の温度が正しい温度
に一致します。

発明者からのメッセージ
熱放射光を捉えて非接触で温度を求める放射
温度計測にとって放射率の推定は永遠の課題
で、赤外線サーモグラフィにより測定が 2次元
化されてもこの課題は変わりません。この発明
は 2次元の熱画像情報を積極的に活用してこの
課題に新たな解法を与えました。低価格化によ
り普及が進む赤外線サーモグラフィは広く産業
現場の温度測定ニーズに応える可能性を持って
おり、温度測定装置としての信頼性向上に寄与
することが期待できます。

図1　測定対象表面からの熱放射光に補助赤外光源か
らの反射光を重ね合わせて赤外線サーモグラフィで捉
える。

図2　プリント基板温度測定へ適用した時の熱画像例
補助赤外光源の明るさを変え、パターンが消失した時
の測定温度が正しい温度である。

（a） 補助赤外光源を点灯する前の状態
（b） 補助赤外光源を点灯し、パターンが消失した状態
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